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現在増えつつあるスペースデブリの除去を行うために様々な除去方式が研究されてい
る。本研究では導電性テザー方式を取り扱い、電子収集電流測定法の確立と導電性テ
ープテザーの幅や表面状態による電子収集性能の違いを測定することを目的とした。
これまでの研究では電子収集電流の実測値が理論値に比べてとても小さな値であるこ
とが確認されていたため、テープテザーのテープ幅を変化させたときの電子収集電流
のデータを用いて理論式の近似を行い、実測値により近い計算結果を得ることができ
た。今後は理論式の別のパラメータを変化させた場合のデータを用いて式の近似を行
う。 
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To remove the increasing space debris, various removal methods have been 

studied. This study deals with the conductive tether method and aims to 
establish a method for measuring the electron collection current and to measure 
the difference in electron collection performance depending on the width and 
surface condition of the conductive tape tether. Since the measured electron 
collection currents were found to be very small compared to the theoretical 
values, the theoretical equation was approximated by using the data of the 
electron collection currents when the tape width of the tape tether was varied, 
and the calculated results were closer to the measured values. In the future, I will 
approximate the theoretical equation by using the data when another parameter 
of the equation is changed. 
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